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(57) Abstract 

According to the invention, a lock chamber 
(1) can be isolated from the environment (U) by 
means of a lock valve (3) and from the vacuum 
chamber array (7) by means of a lock valve (5). 
A turbo vacuum pump (13) acts upon the vacuum 
chamber array (7). An additional pump (9/15) 
is switchably (17) connected downstream from U 
said pump, which switchably operates either as 
prevacuum pump for the turbo vacuum pump (13) * 
or as lock chamber pump. 

(57) Zusammenfossung 

Eine ScWeusenkammer (1) ist gegen Umge- 
bung (U) mittels eines Schleusenventils (3), weiter 
gegen eine Vakuumkammeranordnung (7) mit- 
tels eines Schleusenventils (5) abtrennbar. Es 
wirkt auf die Vakuumkammeranordnung (7) eine 
Turbovakuumpumpe (13). Dir umschaltbar (17) 
nachgeschaltet, ist eine weitere Pumpe (9/15) 
vorgesehen, welche, wie erwahnt umschaltbar, als 
Vorvakuumpumpe zur Turbovakuumpumpe (13) 
wirkt oder als Schl usenkammerpumpe. 
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Verf ahren zum Vakuxunbehandeln von Werkstucken und Vakuumbehand- 
lungsanlage 

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Vakuumbe- 
handeln von Werkstilcken, bei dem ein Werkstuck in eine gegen 
5 Umgebungsatmosphare gedffnete Schleusenkammer eingefuhrt wird, 
die Schleusenkammer abgepumpt wird, nachdem sie gegen die er- 
wahnte Umgebung geschlossen worden ist, die Schleusenkammer in 
eine mindestens zum Teil abgepumpte Vakuumkammeranordnung ge- 
6f fnet wird, dann das Werkstflck aus der Schleusenkammer in die 

10 Anordnung transport iert und in der Anordnung behandelt wird, 

das Werkstuck darnach von der Anordnung in die Schleusenkammer 
rGcktransportiert wird, die Schleusenkammer gegen die Anordnung 
geschlossen, dann geflutet wird und schliesslich das behandelte 
Werkstuck aus der gefluteten Schleusenkammer in die Umgebung 

15 weggeffihrt wird, wobei man mindestens einen Teil der Anordnung 
mittels einer Turbovakuumpumpe mit hochdruckseitig damit wirk- 
verbundender Vorvakuumpumpe abpumpt und die Schleusenkammer 
mittels einer Schleusenkammerpumpe . 

Die vorliegende Erfindung betrifft im weiteren eine Vakuumbe- 
20 handlungsanlage, umfassend eine Schleusenkammer, damit verbun- 
den eine Schleusenkammerpumpe, weiter, mit der Schleusenkammer 
kommunizierend, einer Vakuumkammeranordnung mit mindestens ei- 
ner Turbovakuumpumpe wirkverbunden, welch letzterer, hochdruck- 
seitig, eine Vorvakuumpumpe zugeordnet ist. 

25 In Fig. 1 ist in Form eines Funktionsblockdiagrammes eine der- 
artige vorbekannte Anordnung dargestellt, woraus sich auch ohne 
wei teres fur den Fachmann das erwahnte vorbekannte Werkstuckbe- 
handlungsverf ahren ergibt . 
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Gemass Fig. 1 ist eine Schleusenkammer 1 mit Schleusenventil 3 
gegen die Umgebung U, rait Schleusenventil 5 gegen eine Vakuum- 
kammeranordnung 7, vorgesehen. Die Vakuumkammeranordnung 7 kann 
dabei, in Minimalkonf iguration, eine einzige Behandlungskammer 
5 B umf assen Oder aber eine Oder mehrere Transportkammer (n) , mit 
letzterer Oder letzteren wirkverbunden, wiederum eine Oder meh- 
rere Behandlungskammer (n) B sowie gegebenenfalls weiteren 
Schleusenkammern. Dies, je nach dera, wie komplex und viel- 
schrittig die an Werksticken durchzufxlhrende Behandlung ist. 

10 Wie dem Fachmann ohne weiteres gelaufig, werden die Werkstucke 
bei geschlossenem Schleusenventil 5 und geoffnetem Schleusen- 
ventil 3 in die Schleusenkammer 1 eingefuhrt, worauf das 
Schleusenventil 3 geschlossen und die Schleusenkammer 1 mittels 
einer Schleusenpumpe 9, wie beispielsweise einer ein- oder 

15 mehrstufigen Drehschieberpumpe und uber ein Ventil 11, evsdcu- 
iert wird. 

Grundsatzlich wird cin der Vakuumkammeranordnung 7 mindestens 
eine Turbovakuumpumpe 3 vorgesehen, welche mindestens die eine 
Behandlungskammer abpumpt, gegebenenfalls auch kombiniert ge- 
20 meinscim mit einer dieser zugeordneten Transportkammer . Sind 

mehrere Behandlungskammern vorgesehen, die unabh&ngig voneinan- 
der zu pumpen sind, so konnen durchaus mehrere Turbo vakuumpum- 
pen 13 vorgesehen sein. 

Der mindestens einen mit der Vakuumkammeranordnung 7 wirkver- 
25 bundenen Turbovakuumpumpe 13 ist hochdruckseitig eine Vorvaku- 
umpumpe 15 nachgeschaltet, um an der Turbovakuumpumpe 13 den 
geforderten Vordruck zu erzeugen. 

Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, das Verfahren ein- 
gsuigs genannter Art so weiterzubilden, dass es kostenguns tiger 
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wird, dass es weniger stdrungsanfailig wird, weiter die Anlage 
obgenannter Art entsprechend zu vereinfachen, wartungsgenugsa- 
mer und korapakter zu realisieren. Dies wird am Verfahren ein- 
gangs genannter Art dadurch erreicht, dass man als Vorvakuum- 
5 pumpe die Schleusenkammerpumpe mit der Turbovakuumpumpe wirk- 
verbindet . 

Zur Losung der genannten Aufgabe zeichnet sich die Vakuumbe- 
handlungsanlage eingangs genannter Art dadurch aus, dass die 
der Turbovakuumpumpe zugeordnete Vorvakuumpumpe die Schleusen- 
10 kammerpumpe ist. Das erf indungsgemasse Verfahren wie auch die 
erf indungsgemasse Anordnung eignen sich ganz besonders gut fur 
die Behandlung, insbesondere Beschichtung, von scheibenformigen 
Werkstttcken, insbesondere von Speicherdisks, dabei ganz beson- 
ders von optischen Datenspeicherdisks . 

15 Die Erfindung wird anschliessend anhand von Figuren erlautert. 
Es zeigen: 

Fig. 2 ausgehend von einer Darstellung gemass Fig. 1, die 
grundsatzliche, erf indungsgemasse Weiterbildung der 
Vakuumanlage, zur Realisation des erf indungsgemassen 
2 0 Herstellungsverf ahrens , 

Fig. 3 schematised die Realisationsform einer hochkompakten, 
erf indungsgemassen Vakuumbehandlungsanlage in einer 
bevorzugten Ausf uhrungsf orm. 

In Fig. 2 ist dieselbe Vakuumbehandlungsanlage wie in Fig. 1 
25 dargestellt, unter Verwendung derselben Bezugszeichen, jedoch, 
wie nachfolgend ausgefuhrt wird, erf indungsgemass weitergebil- 
det. 
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Gemass Fig. 2 entfSllt erf indungsgemass die der Turbovakuumpum- 
pe 13 hochdruckseitig nachgeschaltete Vorvakuurapumpe . An ihrer 
statt wird die Schleusenkammerpumpe 9 auch als Vorpumpe der 
Turbovakuumpumpe 13 eingesetzt. Deshalb ist in Fig. 2 die kom- 
biniert eingesetzte Schleusenkaimner-/Vorvakuum-Pumpe mit dem 
kombinierten Bezugszeichen 9/15 bezeichnet. Signaltechnisch ist 
mi thin die Niederdruckseite der Schleusenkammer -/Vorvakuumpumpe 
9/15 uber eine gesteuerte Umschalteinrichtung 17 sowohl mit der 
Schleusenkammer wie auch mit der Hochdruckseite der Turbovaku- 
umpumpe 13 wirkverbunden . Beim Laden eines Werkstdckes in die 
Schleusenkammer 1 wird, zum Abpumpen der Schleusenkammer 1, 
uber die Umschalteinheit 17 , der Tiefdruckeingang der Schleu- 
senkammer- /Vorvakuumpumpe 9/15 vom Hochdruckanschluss der Tur- 
bovakuumpumpe 13 abgetrennt und mit der Schleusenkammer wirk- 
verbunden. Nach Abpumpen der Schleusenkammer 1 auf Ubergabe- 
druck an die Vakuumkammeranordnung 7 wird der Tiefdruckeingang 
der Schleusenkammer- /Vorvakuumpumpe 9/15 uber die erwahnte Um- 
schalteinrichtung 17 mit der Hochdruckseite der Turbovakuumpum- 
pe 13 wirkverbunden. 

Es ist durchaus m&glich, die Umschaltanordnung 17, wie gestri- 
chelt bei 17a und 17b dargestellt, mittels unabhSngig voneinan- 
der ansteuerbaren Ventilen zu realisieren, Oder aber mittels 
eines Zweiwegventils, wie die Einrichtung 17 auch dargestellt 
ist. 

Die Steuerung der erwdhnten Wirkverbindungen kann dabei druck- 
gesteuert erfolgen, beispielsweise durch Messen des Druckes in 
der Schleusenkammer 1 und Umschalten auf Vorpumpenbetrieb der 
Schleusenkammer- /Vorvakuumpumpe 9/15 bei Erreichen eines vorge- 
gebenen Druckwertes oder kann in vorgegebenem Rhythmus gemass 
voreruierter Zyklen erfolgen. 
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Bevorzugterweise wird eine Turbovakuumpumpe 13 eingesetzt, die 
hochdruckseitig gegen einen m6glichst hohen Druck arbeiten 
kann f bevorzugterweise von mindestens 1 mbar, insbesondere be- 
vorzugt von mindestens 10 mbar. Hierzu eignen sich besonders 
5 Turbodrag-Pumpen bzw. Turbopumpen kombiniert mit Holweck-Stufen 
am Pumpenausgang . Als Schleusenkammer- /Vorvakuum- Pumpe wird 
weiterhin bevorzugt eine ein- Oder mehrstufige Drehschieberpum- 
pe eingesetzt. 

Bei Einsatz der obgenannten, bevorzugt eingesetzten Turbovaku- 
10 umpumpe 13 erlaubt dies sogar, eine sehr "saubere" Membranpumpe 
als Schleusenkammer- /Vorvakuumpumpe einzusetzen. 

Im weiteren sollte die Schleusenkammer 1 m6glichst rasch abge- 
pumpt werden. Dies, damit hochdruckseitig die Turbovakuumpumpe 
13 nicht zu lange in die dann geschlossene Wirkverbindung zur 

15 Dmschaltanordnung 17 bzw. einem geschlossenen Ventil 17a wirken 
muss. Darnach bemisst sich einerseits die Leistung der vorgese- 
henen Schleusenkammer- /Vorvakuum- Pumpe 9/15, aber insbesondere 
das Volumen der Schleusenkammer 1. Letzteres sollte mSglichst 
klein gewahlt werden, vorzugsweise sollte das Verhaltnis des 

20 Schleusenkammervolumens zu dem von der vorgesehenen Turbovaku- 
umpunqpe 13 abgepumpten Volumen hochstens 1:40, vorzugsweise gar 
hdchstens 1:100, gewahlt werden. 

In Fig. 3 ist schematisch eine bevorzugte, hochst kompakte, er- 
f indungsgem^sse Vakuumbehandlungsanlage dargestellt zum erfin- 
25 dungsgem^ssen Vakuumbehandeln von Werkstiicken, insbesondere 
kreisschreibenformiger Werkstucke, wie z.B. und bevorzugt von 
Datenspeicher scheiben . 



In einem Geh&use 7a der Vakuumkammeranordnung 7 ist, um eine 
Achse A mittels eines Antriebs 20 getrieben drehbeweglich, eine 
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Transporteinrichtung 21 vorgesehen, rait bezfcglich der Drehachse 
A gewinkelten Transportarraen 23, Die Transportarme 23 sind mit- 
tels zugeordneter Linearantriebe, wie bei 25 dargestellt, ge- 
kapselt, ausfahrbar bzw. rfickholbar, wie rait F dargestellt. Sie 
5 tragen endstandig Werkstucktragerplatten 27 fur (nicht darge- 
stellt) Werkstxickscheiben. Die Vakuumkammeranordnung 7 umfasst, 
am GehSuse 7a z.B. angef lanscht, eine Bearbeitungsstation 29, 
wie beispielsweise eine Sputterstation. 

Das Volumen einer vorgesehenen Schleusenkammer la ist dadurch 
10 minimalisiert, dass sie praktisch in die Wandstarke der Wandung 
des Gehauses 7a integriert ist. Diese bereits vorgangig anhand 
von Fig. 2 besprochene Minimalisierung des Schleusenkammervolu- 
mens ist in dem in Fig. 3 dargestellten Umfang insbesondere in 
Kombination mit der Behandlung, so insbesondere der Beschich- 
15 tung, von scheibenformigen Werkstucken, so insbesondere von 

Speicherscheiben, dabei ganz besonders von optischen Datenspei- 
cherscheiben, m6glich. 

Mit der dargestellten, erf indungsgemassen Anlage, insbesondere 
nach Figur 3, wurden, als Beispiel, Zykluszeiten von weniger 
20 als 2 sec. bei der CD-Herstellung bzw. der Herstellung opti- 

scher Speicherscheiben erreicht, im konkreten von 1,8 sec. bei 
einer Schleusungszeit von 0,4 sec. 

Grundsatzlich wird bevorzugt vorgeschlagen, dass die Teilzeit- 
spanne der Zykluszeit "Transport und Behandlung" mindestens 50 
25 % der Gesamt- Zykluszeit betrSgt, vorzugsweise mindestens 

60 %, Oder, ausgedruckt in bezug auf die "Schleusen-Zeit" , min- 
destens 300 %. 

Es bezeichnet 3a das aussere Schleusenventil, das innere wird 
durch die Werkstticktragerplatte 27 am jeweiligen Transportarm 
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23 gebildet. Durch Rotation der Transporteinrichtung 21 urn die 
Achse A werden die vorgesehenen Transportarme bzw. die ruckge- 
holten Tragerplatten 27 auf Schleusenkammer la und Bearbei- 
tungsstation 29 erst ausgerichtet . Durch Ausfahren der Arme 
5 werden die entsprechenden Stationen la, 29 abgedichtet, sei 
dies durch Erstellen einer Druckstufe, wie mittels Labyrinth- 
dichtung, sei dies vakuumdicht , z.B. formschlilssig. Binerseits 
wird dann am der Schleusenkammer la durch Of fnen des Schleusen- 
ventils 3 a ein Werkstflck ein- oder ausgegeben, wahrend gleich- 
10 zeitig an der den Erfordernissen entsprechend verschlossenen 
bzw. gedichteten Bearbeitungsstation 29 die Werkstilckbearbei- 
tung erfolgt. 

Eine Anordnung dieser Art ist vollumf Snglich in der EP-A-0 518 
109 entsprechend der US-A-5 245 736 derselben Anmelderin wie 
15 vorliegender Anmeldung beschrieben. 

Wie ersichtlich, wird bevorzugterweise die anhand von Fig. 2 
erlauterte Umschalteinrichtung 17 mittels je in die Verbin- 
dxingsleitung eingeschalteter Ventile 17b 1 bzw, 17a 1 realisiert. 
In der dargestellten Ausfiihrtingsf orm pumpt die Turbovakuumpumpe 
20 13 sowohl Innenvolumen der Transportkammer wie auch der Pro- 

zesskammer ab. Es wurde ein Verhaltnis der Volumina von Schleu- 
senkammer la zu dem von der Turbovakuunqpumpe 13 abgepumpten Vo- 
lumen von 1:110 realisiert. 

Es bezeichnen in Fig. 3 weiter 31 ein Flutungsventil fur die 
25 Schleusenkammer la, 33 das bereits in den Fig. 1 und 2 einge- 
zeichnete Flutungsventil fur die Turbovakuumpumpe 13. 
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Patent anspruche : 

1. Verfahren zum Vakuumbehandeln von Werkstticken, bei dem ein 
Werkstack 

a) in eine gegen Umgebungsatmosphare (U) gedf fnete Schleusen- 
5 kammer (1) eingefuhrt wird, 

b) die Schleusenkaramer (1) abgepumpt wird, nachdem sie gegen 
die erwahnte Umgebung geschlossen (3) worden ist, 

c) die Schleusenkammer in eine mindestens zum Teil abgepumpte 
Vakuumkammeranordnung (7) gedffnet wird, 

10 d) das Werkstuck aus der Schleusenkammer (1) in die Anordnung 
(7) transport iert wird, 

e) das Werkstuck in der Anordnung (7) behandelt wird, 

f ) das Werkstilck von der Anordnung (7) in die Schleusenkammer 
(1) rdcktransportiert wird, 

15 g) die Schleusenkammer (1) gegen die Anordnung (7) geschlossen 
(5) , dann gef lutet (25) wird, 

h) das behandelte Werkstuck aus der gefluteten Schleusenkammer 
(1) in die Umgebung (U) weggefuhrt wird, 

wobei man: 

20 - mindestens einen Teil der Anordnung (7) mittels einer Turbo- 
vakuumpumpe (13) mit hochdruckseitig damit wirkverbundener 
Vorvakuumpumpe (15) abpumpt und 



- die Schleusenkammer (1) mittels einer Schleusenkammerpumpe 
(9), 
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dadurch gekennzeichnet, dass man, als Vorvakuumpumpe (15), die 
Schleusenkammerpumpe (9) mit der Turbovakuumpumpe (13) wirkver- 
bindet . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass 
5 man als Schleusenkammer- und Vorvakuumpumpe (9/15) eine ein- 

oder mehrstuf ige Drehschieberpumpe einsetzt Oder eine Membran- 
pumpe. 

3. Verfahren nach einem der Ansprdche 1 oder 2, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass die Turbovakuumpumpe (13) hochdruckseitig 

10 gegen einen Druck von mindestens 1 mbar, vorzugsweise von min- 
destens 10 mbar, arbeiten kann, vorzugsweise eine Turbo-Drag - 
bzw. Turbopumpe mit Holweckstufe ist. 

4. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man zum Abpumpen der Schleusenkammer (1) 

15 niederdruckseitig die Schleusenkammer- und Vorvakuumpumpe 

(9/15) von ihrer Wirkverbindung mit der Turbovakuumpumpe (13) 
abtrennt (17, 17a), darnach die Schleusenkammer- und Vorvakuum- 
pumpe (9/15) von der Schleusenkammer (1) abtrennt (17, 17b) und 
mit der Turbovakuumpumpe (13), hochdruckseitig, verbindet. 

20 5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass man den Niederdruckeingang der Schleusenkam- 
mer- und Vorvakuumpumpe (9/15) sequent iell vorzugsweise inter- 
mittierend mit der Schleusenkammer (1) einerseits, dem Hoch- 
druckausgang der Turbovakuumpumpe (13) anderseits, wirkverbin- 

25 det (17, 17a, 17b) . s 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch ge- 
kennzeichnet , dass man das Verhtltnis des abzupumpenden Volu- 
mens der Schleusenkammer (1) zu demjenigen, welches mitt els der 
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Turbovakuuirqpumpe (13) abzupumpen ist, zu hochstens 1:40, vor- 
zugsweise zu hdchstens 1:100, w&hlt. 

7 . Vakuumbehandlungsanlage , umf assend : 

- eine Schleusenkammer (1) , damit wirkverbunden eine Schleusen- 
5 karnmerpumpe (9) , 

- mit der Schleusenkammer (1) kommunizierend, eine Vakuumkam- 
meranordnung (7) , mit mindestens einer Turbovakuumpumpe (13) 
wirkverbunden, welch letzterer, hochdruckseitig, eine Vorva- 
kuumpumpe (15) zugeordnet ist, 

10 dadurch gekennzeichnet, dass die der Turbovakuumpumpe (13) zu- 
geordnete Vorvakuumpumpe (15) die Schleusenkammerpumpe (9/15) 
ist. 

8. Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Schleusenkammer- und Vorvakuumpumpe (9/15) eine ein- oder mehr- 

15 stufige Drehschieberpumpe ist Oder eine Membranpumpe . 

9. Anlage nach einem der Anspruche 7 oder 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass die Turbovakuumpumpe (13) so ausgelegt ist, dass 
sie hochdruckseitig gegen einen Druck von mindestens 1 mbar, 
vorzugsweise von mindestens 10 mbar, arbeiten kann, dass sie 

20 vorzugsweise eine Turbo-Drag- bzw. Turbopumpe mit Holweckstufe 
ist, 

10. Anlage nach einem der Ansprtiche 7 bis 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Niederdruckeingang der Schleusenkammer- und 
Vorvakuumpumpe (9/15) uber eine Umschaltanordnung (17, 17a, 

25 17b) einerseits mit der Schleusenkcunmer (1) , anderseits mit dem 
Hochdruckausgang der Turbovakuumpumpe (13) wirkverbunden ist. 
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11. Anlage nach einem der Anspruche 7 bis 10 , dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das VerhSltnis des zu pumpenden Schleusenkaxnmer- 
volumens und des mittels der Turbovakuumpumpe (13) zu pumpenden 
Volumens hdchstens 1:40, vorzugsweise h6chstens 1:100, ist. 

5 12. Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspruche 1 bis 6 
Oder der Anlage nach einem der Anspruche 7 bis 11 fiir scheiben- 
formige Werkstticke, insbesondere deren Beschichtung, bevorzugt 
fur Datenspeicherscheiben, insbesondere bevorzugt fur optische 
Datenspeicherscheiben . 

10 13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, insbesondere 
zum Behandeln, dabei insbesondere Beschichten von optischen 
Speicherscheiben, dadurch gekennzeichnet, dass die Zykluszeit 
von Einfuhren des Werkstiickes bis und mit Wegfuhren hochstens 2 
sec. betragt. 

15 14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, 13, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Zeitspanne fur die Schritte c) bis g) 
mindestens 50 %, vorzugsweise mindestens 60 % ; der Zeitspanne 
fQr die Schritte a) bis h) betr&gt. 
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